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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源から発せられた少なくとも一部の光を測定光として被検者眼眼底上で走査させる光
走査手段と、その反射光を含む光を受光する受光手段と、を有し、眼底画像を得るための
眼底撮像光学系と、
　前記光走査手段によって走査される測定光の走査位置情報を取得するとともに、前記眼
底撮影光学系と被検者眼底との距離を取得し、取得された前記走査位置情報及び前記距離
に基づいて，各走査位置における眼底画像のスキャン長のずれを補正する補正手段と、
　を備えることを特徴とする眼底撮影装置。
【請求項２】
　前記補正手段は、取得された前記走査位置情報及び前記距離に基づいて眼底に対する測
定光の走査情報を補正し、補正された走査情報に基づいて前記光走査手段を制御し、前記
受光手段からの受光信号に基づいて眼底画像を得ることを特徴とする請求項１記載の眼底
撮影装置。
【請求項３】
　眼底撮像光学系は、光源から発せられた光を測定光と参照光に分割し、測定光を眼底に
導き，参照光束を参照光学系に導いた後、眼底で反射した測定光と参照光との干渉状態を
前記受光手段により検出させることにより眼底断層像を得るための光干渉断層光学系であ
ることを特徴とする請求項２記載の眼底撮影装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検者眼の眼底を撮影する眼底撮影装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光走査部を用いて眼底上で測定光を走査させ眼底像を得る装置として、眼底断層像撮影
装置（例えば、光断層干渉計（Optical Coherence Tomography:OCT））、眼底正面像撮影
装置（例えば、走査型検眼装置（Scanning Laser Opthalmoscope:SLO））などが知られて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２９４６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記のような装置では、所定の走査画角にて眼底像が撮影される。しかしな
がら、同じ走査画角であっても、撮影位置によってスキャン長が変わってしまう場合があ
り、このような場合、眼底上の撮像範囲が変化してしまう。これは、光学系に収差がある
、眼底が曲面形状であることが原因として考えられる。
【０００５】
　通常、モニタ上においては、眼底のどの撮影位置で断層画像を撮影しても、同じ撮像範
囲で撮像されたように断層画像が表示されている。しかし、実際に撮像された断層画像は
、撮影位置によって取得される撮像範囲が異なる。このため、例えば、病変部等に対し、
眼底上の距離を測定する場合、定量的な評価が困難となる。
【０００６】
　本発明は、上記問題点を鑑み、眼底画像を用いて定量的な評価を行うことができる眼底
撮影装置を提供することを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を備えることを特徴とする。
【０００８】
　（１）　本開示の第１態様に係る眼底撮影装置は、光源から発せられた少なくとも一部
の光を測定光として被検者眼眼底上で走査させる光走査手段と、その反射光を含む光を受
光する受光手段と、を有し、眼底画像を得るための眼底撮像光学系と、前記光走査手段に
よって走査される測定光の走査位置情報を取得するとともに、前記眼底撮影光学系と被検
者眼眼底との距離を取得し、取得された前記走査位置情報及び前記距離に基づいて，各走
査位置における眼底画像のスキャン長のずれを補正する補正手段と、を備えることを特徴
とする。
 
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、眼底画像を用いて定量的な評価を行うことができる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、本実施形態に係る眼底撮影装置
の光学系及び制御系を示す概略図である。なお、本実施形態においては、被検者眼（眼Ｅ
）の軸方向をＺ方向（光軸Ｌ１方向）、水平方向をＸ方向、鉛直方向をＹ方向として説明
する。
【００１１】
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　本装置は、光スキャナ１０２を用いて測定光を走査させて像を得る撮像光学系１００と
、軸方向に関する眼の長さ情報（組織間の距離）を測定する眼距離測定装置１１０と、を
有する。制御部７０は、測定装置１１０から長さ情報を取得し、取得された長さ情報に基
づいて眼底に対する測定光の走査情報（例えば、走査角度）を補正する。また、補正され
た走査情報に基づいて光スキャナ１０２を制御し、受光素子１０４からの受光信号に基づ
いて眼底画像を得る。
【００１２】
　撮像光学系１００は、光源１０１から発せられた少なくとも一部の光を測定光として眼
底Ｅｆ上で走査させる光スキャナ１０２と、その反射光を含む光を受光する受光素子１０
４と、を有し、眼底画像を得るために設けられている。
【００１３】
　撮像光学系１００としては、例えば、光走査により眼Ｅの断層像を得る光干渉断層計（
ＯＣＴ）、光走査により眼Ｅの正面像を得る走査型レーザ検眼装置（ＳＬＯ）、の少なく
ともいずれかの光学系が挙げられる。もちろん、これらの光学系の両方を持つ構成であっ
てもよい。
【００１４】
　例えば、ＯＣＴの光学系は、光源から発せられた光をビームスプリッタによって測定光
と参照光に分割する。そして、ＯＣＴ光学系は、測定光を眼底に導き，参照光束を参照光
学系に導いた後、眼底で反射した測定光と参照光との干渉状態を受光素子（検出器）によ
って検出する。そして、受光素子からの出力信号に基づいて眼底の断層像が取得される。
【００１５】
　例えば、ＳＬＯ光学系の光学系は、輝度が高く指向性の高い光束を発する光源と、眼底
と略共役な位置に配置された共焦点開口を備え、光源から眼底に向けて光を照射し、眼底
で反射された光を受光素子によって検出する。そして、受光素子からの出力信号に基づい
て眼底の正面像が取得される。
【００１６】
　光スキャナ（光走査部）１０２は、測定光の光路中に配置され，Ｘ－Ｙ方向に測定光を
走査させるために測定光束の進行方向を変える（偏向させる）。光スキャナ１０２として
は、光の反射方向を変化させる反射ミラー（ガルバノミラー、ポリゴンミラー、レゾナン
トスキャナ）、光の進行方向を変化させる音響光学素子（ＡＯＭ）等が用いられる。
【００１７】
　制御部７０は、光スキャナ１０２の駆動を制御すると共に、受光素子１０４から出力さ
れる受光信号に基づいて画像処理により眼底像を形成させる。取得された眼底像は、モニ
タ７５に静止画又は動画として出力される他（図２の正面画像Ｇｆ、断層画像Ｇｔ参照）
、メモリ７２に記憶される。
【００１８】
　測定装置１１０は、光又は超音波を眼Ｅに照射し、その反射信号を得て眼Ｅの長さ（例
えば、眼軸長、水晶体前面から網膜面までの距離、など）を測定する。測定装置１１０は
、例えば、撮像光学系１００と同一の筐体内に配置される。また、測定装置１１０は、別
装置として配置され、測定結果が用いられるようにしてもよい。
【００１９】
　制御部７０は、装置全体の制御を行うと共に、各種演算処理を行う。制御部７０は、撮
像光学系１００の各部材、測定装置１１０、モニタ７５、メモリ７２、各種操作を行うた
めの操作部７４、等が接続されている。なお、制御部７０は、表示モニタ７５に接続され
、その表示画像を制御する。なお、モニタ７５は、アライメント観察用と撮影画像観察用
で別でもよいし、もちろん一つの共用モニタであってもよい。なお、操作部７４には、測
定位置設定部（例えば、マウス）７４ａ、撮影開始スイッチ７４ｂ、などが設けられてい
る。
【００２０】
　制御部７０は、さらに、眼Ｅの視度情報、角膜形状情報の少なくともいずれかを取得し
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、取得された視度情報、角膜形状情報の少なくともいずれかと長さ情報とに基づいて光ス
キャナ１０２を動作させるための走査情報を補正するようにしてもよい。
【００２１】
　図３は測定光の走査角度、眼軸長、撮像範囲との関係について説明する概念図である。
眼底画像（断層画像又は正面画像）の撮像範囲（取得範囲）ｔは、走査角度Ｕと眼軸長Ｘ
によって決定される。眼Ｅの瞳孔Ｅｐの中心を走査中心Ｃとして眼底上で光が走査される
ので、撮影画角は、眼底Ｅｆに対する光の走査角度によって決定される。なお、以下の説
明において、眼底Ｅｆ面に沿った範囲を撮像範囲ｔとして説明する。
【００２２】
　走査角度Ｕが大きいほど、撮像範囲ｔが大きくなる。眼Ｅに対する走査角度は光スキャ
ナ１０２の振れ角によって決定される。
【００２３】
　眼軸長Ｘについて、眼軸長の長短によって、測定光が眼底に達したときの光軸からの距
離が変化される。このとき、眼軸長Ｘが長いほど、測定光が眼底に達したときの光軸から
の距離が大きくなり、眼軸長Ｘが短いほど、測定光が眼底に達したときの光軸からの距離
が小さくなる。したがって、走査角度が一定であっても、眼軸長Ｘが長いほど、撮像範囲
ｔが大きくなる。なお、撮像範囲ｔは、走査の開始点から終了点までの直線距離から算出
されてもよい。
【００２４】
　制御部７０は、測定光の走査位置情報を取得し、取得された走査位置情報に基づいて眼
底に対する測定光の走査情報を補正し、補正された走査情報に基づいて光スキャナ１０２
を制御し、受光素子１０４からの受光信号に基づいて眼底画像を得る。
【００２５】
　図４は眼軸長に応じて光スキャナの動作を変更し、断層画像を計測するまでの流れの一
例を示すフローチャートである。眼底Ｅｆに対する走査情報（例えば、パターン、角度、
速度）が設定されると、制御部７０は、眼Ｅの長さ情報を取得し、取得された長さ情報に
基づいて測定光の走査情報を補正する。例えば、設定された撮像範囲にて断層画像が取得
されるように走査角度を補正する。すなわち、走査角度が変更されると、眼底上での撮像
範囲が変更されるので、眼の長さの違いによる撮像範囲のずれが補正されるように走査角
度が補正される。
【００２６】
　制御部７０は、補正された走査情報に対応する駆動信号を光スキャナ１０２に出力し、
光スキャナ１０２を動作させ、所望する断層画像を得る。この場合、断層画像は、動画と
して連続的に取得されてもよいし、静止画として取得されてもよい。
【００２７】
　測定光の走査情報（例えば、パターン、角度、速度）と、光スキャナ１０２に出力する
駆動信号（例えば、パターン、範囲、速度）とは、予め対応付けられ、メモリ７５に記憶
されている。
【００２８】
　また、眼の長さの違いによる撮像範囲のずれの他に、異なる撮影位置において、一定の
走査角度にて断層画像を撮影する場合でも、スキャン長にずれが生じる。例えば、光軸上
の走査と、光軸から離れた周辺部での走査とを比較した場合、スキャン長が異なる。すな
わち、一定の走査角度にて断層画像を取得しても、走査位置に応じて実際のスキャン長が
変化する。
【００２９】
　そこで、測定光の走査位置情報を取得し、走査位置情報に基づいて、測定光の走査情報
を補正することにより、断層画像におけるスキャン長のずれを補正する。例えば、制御部
７０は、眼球光学系の収差による断層画像のスキャン長のずれが補正されるように、走査
角度を補正する。
【００３０】
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　図５は、同じ走査角度において撮影した場合に、撮影位置（走査位置）に応じてスキャ
ン長が異なることについて説明する図である。図５（ａ）は、Ｙ方向に関して眼底上の異
なる撮影位置において同じ走査角度にて断層画像を撮影した場合の図である。図５（ｂ）
は、図５（ａ）のような同じ走査角度での撮影であっても、各断層像のスキャン長ｔがＹ
方向に関して異なることを示す図である。図５（ｂ）の場合、実際のスキャン長がたる型
に歪んでいる。
【００３１】
　例えば、光軸上でのスキャン長とその周辺部でのスキャン長とでは、光軸上でのスキャ
ン長に対して周辺部のスキャン長は小さくなる。そして、実際の断層画像上では、同じ走
査角度で撮影をすると、光軸上と周辺部で、スキャン長に差が生じるため、断層画像に歪
みが生じる。これは、光学系の配置による収差がある場合と眼底の曲面形状が原因である
。そのため、撮影位置に関わらず一定のスキャン長の断層像を得るには、スキャン長ｔを
撮影位置に応じて補正する必要がある。
【００３２】
　ここで、眼底上におけるスキャン長ｔ上の点を二次元座標系（ｘ、ｙ）で表すと、例え
ば、スキャン長にずれが生じているスキャン長上の点（画素）Ｐ１（ｘ１、ｙ１）、Ｐ２
（ｘ２、ｙ２）は、本来、歪みがなければ、それぞれ点Ｐ１'（ｘ１'、ｙ１'）、Ｐ２'（
ｘ２'、ｙ２'）に存在する（図５（ｂ）参照）。
【００３３】
　従って、スキャン長のずれを補正するために、スキャン長にずれが生じているスキャン
長上における点Ｐｎをスキャン長にずれが生じていないとしたときのスキャン長上におけ
る点Ｐｎ'に補正する。
【００３４】
　スキャン長のずれ補正のための走査角度の補正量は、シミュレーション又は実験等によ
って算出される。そして、各撮影位置におけるスキャン長の全ての点Ｐｎを本来存在すべ
き点Ｐｎ'に補正できるような、走査角度に補正して走査することで、スキャン長のずれ
を補正し、実際の断層画像の歪みを補正する。
【００３５】
　そして、異なる撮影位置においても同じスキャン長に補正するために、走査角度の補正
量が算出される。本実施例においては、予め、各々の長さの眼Ｅに対して、走査可能範囲
の全ての画素に対応する走査角度の補正量をそれぞれ算出し、歪み補正データテーブルと
してメモリ７５に記憶させておく。
【００３６】
　そして、制御部７０が断層画像を撮影する際に、眼Ｅの長さ及び撮影位置に対して、メ
モリ７５に記憶された歪み補正データテーブルを参照し、各撮影位置におけるスキャン長
の全ての点Ｐｎを本来存在すべき点Ｐｎ'に補正できるように走査角度を補正する。これ
により、実際の断層画像の歪みが補正される。
【００３７】
　以下の本装置の動作について説明する。制御部７０は、被検者眼の長さ情報と走査位置
情報を取得し、取得された長さ情報と走査位置に基づいて，各走査位置における眼底画像
のスキャン長のずれを補正する。
【００３８】
　＜測定光の走査情報の設定＞
　正面画像を得る場合、例えば、縦横方向における撮像範囲ｔがそれぞれ設定され、ある
領域内において測定光が二次元的に走査される（例えば、８ｍｍ×８ｍｍなどのある矩形
領域内において測定光がラスター走査される）。
【００３９】
　断層画像を得る場合、例えば、走査パターンと撮像範囲ｔが設定される。走査パターン
について、例えば、ラインスキャン、十字クロス、ラジアルスキャン、サークルスキャン
から選択される。また、ある領域内において測定光が二次元的に走査されるようにしても
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よい（例えば、５ｍｍ×５ｍｍなどのある矩形領域内において測定光がラスター走査され
る）。
【００４０】
　また、断層画像の撮像範囲ｔ１に合わせて、例えば、眼底スキャン長が設定される。例
えば、複数のスキャン長（例えば、３ｍｍ、６ｍｍ、９ｍｍ）からあるスキャン長が選択
される、又は数字入力により任意のスキャン長が選択される。眼底スキャン長について、
ライン状のスキャンの場合、例えば、眼底上の走査開始位置から走査終了位置までの距離
で表される。サークル状のスキャンの場合、例えば、円の直径で表される。矩形状のスキ
ャンの場合、例えば、縦方向の走査距離と横方向の走査距離で表される。
【００４１】
　上記走査情報は、検者によって任意に設定されてもよいし、予め設定されていてもよい
。また、走査情報として、眼底に対するある撮像範囲を基準とする倍率が設定されるよう
にしてもよい。すなわち、眼底に対する撮像範囲が設定されると、制御部７０は、設定さ
れた撮像範囲にて断層画像が取得されるように走査情報を補正する。
【００４２】
　＜眼軸長Ｘの取得＞
　眼軸長Ｘは、眼軸長測定装置（光干渉式、超音波式など）により測定される。例えば、
本装置と測定装置１１０が通信回線で接続され、データ転送により眼軸長値が入力される
。また、眼軸長について、操作部からの手入力により取得されてもよいし、測定値が記憶
されたサーバーから取得されてもよい。また、本装置１００に測定装置が設けられ、事前
に測定が行われてもよい。例えば、光路長の調整を経て、眼底に対応する干渉信号が取得
されるときの光路長変更用光学部材の位置情報から眼軸長が簡易的に求められてもよい。
また、眼Ｅの視度、角膜曲率、水晶体パワーに基づいて補完的に眼軸長が求められてもよ
い。
【００４３】
　＜走査角度の補正値の算出＞
　断層画像を取得する際において、光学系に収差がある場合や眼球光学系の収差、眼底が
曲面形状であることによって、断層画像に歪みが生じる。図６に示すように、眼底上の光
軸上（図６のＡ位置）において、撮像範囲ｔ１を撮影するために眼軸長Ｘに基づいて、走
査角度Ｕが補正され、スキャン長ＳＬ１が設定され、撮影が行われる。そして、光軸上の
周辺部（例えば、図６のＢ位置）において、光軸上の場合と同じの撮像範囲ｔ１を撮影す
るために、同じの走査角度を用いて撮影を行うと、周辺部では、スキャン長ＳＬ１が小さ
くなり、スキャン長ＳＬ２となってしまう。そのため、撮像範囲ｔ１が小さくなり、取得
された断層画像に歪みが生じてしまう。
【００４４】
　図７は眼軸長Ｘに対応する走査角度を求める際の一例を示す概略説明図であり、設定さ
れたスキャン長ＳＬと眼軸長Ｘに基づいて眼底Ｅに対する走査角度Ｕが算出される。
【００４５】
　眼軸長Ｘ１（例えば、日本人の平均的な眼軸長値２４ｍｍ）の眼Ｅ１の場合、走査角度
Ｕ１にて光が走査されると、撮像範囲ｔの断層画像が取得される。走査角度Ｕ１及びスキ
ャン長ＳＬは、例えば、眼軸長Ｘ１を既知とするキャリブレーション用光学部材（例えば
、模型眼）に対し、本装置の光学系における走査画角と撮像範囲との関係を求めることに
より決定される（光線追跡法を用いたシミュレーションでも良い）。
【００４６】
　図７（ａ）において、撮影位置が光軸上の場合には、眼軸長Ｘ１の眼に対して、走査画
角Ｕ１、スキャン長ＳＬにて測定光が走査されると光軸上の撮像範囲ｔ１が撮影される。
なお、上記で説明したように、光軸周辺部の場合には、光軸上と同じ撮像範囲ｔ１を撮影
するのにスキャン長を長く補正する必要があり、スキャン長ＳＬ＋ΔＳＬとする必要があ
る。設定されたスキャン長ＳＬに対しΔＳＬ分スキャン長が大きくなる。
【００４７】
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　図７（ｂ）は補正後の走査角度について概念図である。図６（ａ）と同じの撮像範囲ｔ
１を光軸周辺部で撮影する場合には、スキャン長ＳＬに対する増加分ΔＳＬを加えるため
、走査画角Ｕ１にΔＵが加算され、走査画角Ｕ２（Ｕ２＝Ｕ１＋ΔＵ）に補正される。補
正量ΔＵは、ΔＳＬ＝ｑΔＵの関係式（ｑ：眼軸長及び撮影位置によって変化する係数）
及び歪み補正データテーブルから求めることができる。ΔＵは眼軸長Ｘ１に対するずれ量
及び撮影位置に応じて増減される。
【００４８】
　すなわち、本実施例のように、断層画像の歪みを補正する場合には、眼軸長Ｘ１が設定
された眼Ｅに関して補正が行われるため、撮影位置に応じてΔＵが増減されることになる
。このような演算は、眼底上で走査される測定光への光線追跡をベースに行われる。なお
、眼の光学的なデータは、例えば、模型眼などの値が用いられる。
【００４９】
　＜補正走査角度を用いた眼底画像の取得＞
　そして、制御部７０は、所定のフレームレートにおいて眼底Ｅｆに対し走査画角Ｕ２に
て光が走査されるように、光スキャナ１０２を動作させ、測定光の進行方向を制御する。
そして、制御部７０は、その反射光を含む光を受光素子１０４にて受光し、受光素子１０
４から出力される受光信号に基づいて断層画像を取得する。
【００５０】
　以上のように、測定光の走査情報が撮影位置に応じて補正されることにより、実際の断
層画像の歪みが補正される。すなわち、走査角度を補正して同じ走査速度／フレームレー
トにて画像を取得することにより、所望のスキャン長にて測定点の数が同じ画像が得られ
る。これにより、異なる撮影位置にて断層画像の取得が行われても、一定の撮像範囲にて
断層画像が取得される。これにより、断層画像に対して定量計測を行う際の計測精度が高
まる。
【００５１】
　なお、上記説明においては、ある走査方向を例にとって説明したが、複数の走査方向に
関して断層画像をそれぞれ取得する場合、制御部７０は、各走査方向に関して走査位置情
報を取得し、それぞれ走査角度を補正する。又、測定光を眼底上で二次元的に走査するこ
とにより３次元断層画像を得る場合、制御部７０は、二次元的な撮像範囲に対応する３次
元断層画像が取得できるように、走査情報を補正してもよい。
【００５２】
　また、正面像撮像光学系を用いて正面画像を得る場合、制御部７０は、縦横の走査方向
に関して走査位置情報を得て、それぞれ走査角度を補正する。
【００５３】
　＜実距離計測＞
　取得された眼底画像は、メモリ７２に記憶され、モニタ７５上に表示される。そして、
制御部７０は、断層画像Ｇｔと正面画像Ｇｆから任意に選択される少なくともいずれかの
眼底画像を用いて眼底上の２点間の実距離を測定する演算処理を行う。
【００５４】
　画像上の任意の２点（図２の点Ａ及び点Ｂ参照）がマウス７４ａ等の操作（例えば、ク
リック）を介して特定されたとき、制御部７０は、指定された２点間の距離を眼底の実距
離に換算する。また、画像に対して移動表示される２つのマーカー（指標）間の距離を制
御部７０が眼底の実距離に換算してもよい。
【００５５】
　この場合、眼底画像のスキャン長は一定であるから、各種計測において一定の計測精度
が保たれる。したがって、より定量的な解析／分析が可能となる。
【００５６】
　なお、実距離測定のために任意の２点間を指定する手法としては、種々の変容が可能で
あり、上記手法に限るものはない。例えば、サークル状のマーカを用いて中心からの距離
又は直径を求めるようにしてもよい。また、上記２点間の距離に、深さ方向を含めた３点
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以上の点に基づき形状／面積が計測されてもよい。もちろん、３次元画像のＸＹ方向に関
する計測が行われてもよい（例えば、層厚マップ上における計測）。また、断層像中のあ
る部分が画像処理により検出されることにより、計測部分が特定されてもよい。
【００５７】
　眼軸長Ｘに対応する走査画角Ｕの補正について、制御部７０は、所定の演算式により求
めてもよいし、眼軸長Ｘと走査画角Ｕとを関係付けたテーブルから求めてもよい。また、
走査画角Ｕは光スキャナ１０２の駆動信号により制御されるから、眼軸長Ｘと光スキャナ
１０２の駆動信号とが関連付けられたものであってもよい。また、眼軸長情報は、実際の
測定値でなくとも、眼軸長に関連付けられた情報であればよく、眼軸長測定装置における
光路長変更部材の位置情報であってもよい。上記補正を行う場合、ソフトウェアにより走
査情報が補正されても良いし、専用の駆動回路（例えば、ＬＳＩ）等のハードウェアによ
り走査情報が補正されてもよい。
【００５８】
　また、走査角度を一定とし、所定のフレームレートにおける測定光の走査速度が眼軸長
に応じて補正されてもよい。また、走査速度を一定とし、眼底画像を得るフレームレート
を眼軸長に応じて変化させるようにしてもよい。また、光源１０１の点灯タイミングの変
更により撮像範囲が補正されるようにしてもよい。これらの手法によれば、光走査による
撮像範囲が結果的に補正される。
【００５９】
　また、眼Ｅの角膜形状／眼屈折力（視度）の少なくともいずれかを取得し、取得された
角膜形状／眼屈折力に基づいて走査画角が補正されるようにしてもよい。この場合、角膜
曲率半径が小さい（眼屈折力が強い）ほど、測定光が屈折され、撮像範囲が大きくなる。
そこで、例えば、角膜曲率半径、眼屈折力に応じて、眼底上の撮像範囲が所定の撮像範囲
になるように走査角度が補正される。この場合、ΔＳＬ＝ｑΔＵの関係式について、ｑに
は、角膜形状／眼屈折力によって変化する係数が用いられる。なお、角膜形状／眼屈折力
を得る場合、上記眼軸長同様に、本装置に設けられても良いし、他の装置から取得される
ようにしてもよい。この場合、さらに、視度情報／角膜形状情報の少なくともいずれかと
眼の長さ情報に基づいて走査情報が補正されるようにしてもよい。
【００６０】
　なお、以上の説明においては、眼底を例にとって説明したが、走査型撮像光学系と被検
物との距離が変化する可能性があれば、本発明が利用されうる。この場合、例えば、被検
物の位置情報を取得し、取得された位置情報に基づいて測定光の走査情報（例えば、走査
角度）を補正すればよい。被検物の位置情報は、例えば、光路長可変用光学部材の位置情
報から取得される。また、被検物と装置との距離を測定可能なセンサからの出力信号、検
者の手入力などから取得されるようにしてもよい。
【００６１】
　上記のようにして測定光の走査情報が被検物までの距離に応じて補正されることにより
、所望の撮像範囲で画像が取得される。なお、測定対象としては、例えば、前眼部、皮膚
、内臓などの生体、生体以外の試料などが考えられる。
【００６２】
　なお、上記説明においては、光軸に対する撮影位置に応じて測定光の走査角度を補正し
たがこれに限定されない。制御部７０は、光スキャナ１０２によって走査される測定光の
走査位置情報を取得し、取得された走査位置情報に基づいて，各走査位置における眼底画
像のスキャン長のずれを補正すればよい。例えば、他の手法として、制御部７０は、断層
画像の取得後、取得された断層画像の撮影位置に応じて、測定光のスキャン方向（図２）
に関して、断層画像を画像処理により伸縮させるようにしてもよい。すなわち、制御部７
０は、このような手法であっても、各走査位置での断層画像のスキャン長が一定となる。
【００６３】
　なお、光軸から離れた位置での撮像範囲が狭くなることを鑑み、制御部７０は、画像解
析に必要な撮像範囲よりも広いスキャン長にて断層画像を取得し、必要な撮像範囲に対応
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【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本実施形態に係る眼底撮影装置の光学系及び制御系を示す概略図である。
【図２】所定の撮像範囲にて取得された正面像と断層像を示す図である。
【図３】測定光の走査角度、眼軸長、撮像範囲との関係について説明する概念図である。
【図４】眼軸長に応じて光スキャナの動作を変更し、断層画像を計測するまでの流れの一
例を示すフローチャートである。
【図５】撮影位置に応じてスキャン長が異なることについて説明する図である。
【図６】撮影位置に応じてスキャン長が変化することを示す図である。
【図７】眼軸長Ｘに対応する走査角度を求める際の演算手法の一例を示す概略説明図であ
る。
【符号の説明】
【００６５】
　７０　制御部
　７２　メモリ
　７４　操作部
　７５　モニタ
　１００　撮像光学系
　１０１　光源
　１０２　光スキャナ
　１１０　眼距離測定装置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】
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